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概  要 

 

スパッタリング法（金属成膜）および半導体加工技術（リフトオフ法）を用

いて、試作開発を行った。測温線幅が数十マイクロメートル領域においても、

市販の熱電対と遜色ない熱起電力特性が期待できる。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

市販の測温計においては、最小のシース型熱電対で測温幅は 0.1ｍｍΦであ

るが、それ以下領域においては簡便に測温できない。微小領域の測温ニーズに

対応するため、常温付近で精度の高い T 型熱電対（銅及びコンスタンタン）を

ベースに試作開発を行ったところ、測温線幅数十μｍオーダー（図１）でも市

販の熱電対と遜色ない熱起電力特性（図２）が得られた。 

本技術の 

有用性 

アレイ化に設計することにより、微小領域の温度分布の計測が可能。微細化

に伴いレスポンスも向上する。サーモパイル型に設計することでマイクロ化学

デバイス用の流量センサへの応用などが期待される。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 試作熱電対の測温部拡大像   図２ 試作熱電対の熱起電力特性  

適用可能製品 マイクロ化学デバイスや微小樹脂部品成型のモニタリング等 
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